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1 Drucksensor mit Ausleseelektronik D I F F E R E N T I E L L E R
im Gehdéuse fir Automotive-

Anwendungen DRUCKSENSOR

© Fraunhofer IPMS
Das Fraunhofer IPMS beherrscht alle notwendigen Technologien zur

2 Piezoresistiver Drucksensor im Entwicklung und Herstellung von differentiellen Drucksensoren. Ein
Waferverbund. aktuell gefertigter Sensor besteht aus einer Siliziummembran mit piezo-
© Fraunhofer IPMS resistiven Dehnungsmessern aus Polysilizium. Bei einer Verbiegung durch

auBeren Druck andert sich deren Widerstand; mittels einer Verschaltung
zu einer Wheatstone-Brucke kann ein zum Druck proportionales Signal
abgegriffen werden. Robuste Drucksensoren kénnen so in groBer Zahl im
Waferverbund in gleicher Qualitat hergestellt werden.
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Maria-Reiche-StraBe 2 » Druckbereich: 0 — 11 bar (relativ) = Drucktberwachung im
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Michael Miller » Empfindlichkeit: 30 mV / mA » Pneumatische und hydraulische
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